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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の基板を上下方向に並べて収納可能なフロントオープンボックスの容器本体と、
この容器本体の外部から内部にパージガスを供給可能な給気部材と、この給気部材からの
パージガスを容器本体の内部後方から正面方向に供給可能なパージユニットとを備えた基
板収納容器であって、
　パージユニットを中空に形成し、このパージユニットの内部に、容器本体の底部後方の
給気部材に連通するパージガス用の導入路を設け、この導入路に、パージガスを循環させ
るエンドレスの循環路を接続し、パージユニットを容器本体の内部後方に立て設けてその
正面を容器本体の正面方向に向けるとともに、このパージユニットの正面には、循環路の
パージガスを吹き出す吹出口を設けたことを特徴とする基板収納容器。
【請求項２】
　パージユニットを中空の略箱形に形成してその正面を着脱自在のパージプレートとし、
このパージプレートに、循環路に対向する複数の吹出口を略等間隔に配列し、パージプレ
ートと循環路との間に、濾過用のフィルタを介在させた請求項１記載の基板収納容器。
【請求項３】
　パージユニットの内部に、略トラック形の循環路を形成してその直線部を容器本体の上
下方向に向け、循環路の直線部下方と下方の湾曲部のいずれかに導入路を接続した請求項
１又は２記載の基板収納容器。
【請求項４】
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　パージユニットを中空の略柱形に形成してその内部には導入路を設け、この導入路に略
トラック形の循環路を接続し、パージユニットの正面に、循環路のパージガスを吹き出す
複数の吹出口を並べ設けた請求項１記載の基板収納容器。
【請求項５】
　パージユニットを、容器本体の上下方向に伸びる前後一対のユニットハウジングに分割
し、前部のユニットハウジングに複数の吹出口を並べて穿孔し、後部のユニットハウジン
グ内に導入路を形成し、
　循環路を、略筒形の配管により略トラック形に形成するとともに、配管を前後一対の配
管部材に分割し、前部の配管部材を前部のユニットハウジング内に設けて複数の吹出口に
連通させ、後部の配管部材を、後部のユニットハウジング内に設けて前部の配管部材に接
離可能に対向させ、この後部の配管部材を導入路に接続するようにした請求項４記載の基
板収納容器。
【請求項６】
　パージユニットの循環路内の圧力バラツキを３Ｐａ以下とした請求項１ないし５いずれ
かに記載の基板収納容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器本体内の気体が不活性ガス等のパージガスにパージされる基板収納容器
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来におけるＦＯＵＰ等の基板収納容器は、図１１に部分的に示すように、複数枚の半
導体ウェーハＷを上下方向に並べて収納可能なフロントオープンボックスの容器本体１と
、この容器本体１の開口した正面を閉鎖する蓋体とを備え、容器本体１の底板の前後部に
、一対の給気バルブと排気バルブとがそれぞれ配設されており、これら給気バルブと排気
バルブとにより、内部の空気がパージされるとともに、窒素ガス等の不活性ガス（図１１
の矢印参照）に置換されることで、半導体ウェーハＷの表面酸化や汚染、配線の腐食が防
止される（特許文献１、２参照）。
【０００３】
　容器本体１は、その左右両側壁の内面に、半導体ウェーハＷを水平に支持する左右一対
の支持片が対設され、この一対の支持片が上下方向に所定の間隔で配列されており、上下
方向に隣接する支持片と支持片との間に、半導体ウェーハＷの周縁部に摺接する断面略Ｖ
字形のスロットが凹み形成されている。この容器本体１は、パージ装置７０の付設された
蓋体開閉装置７１に搭載され、この蓋体開閉装置７１により、開口した正面に蓋体が嵌合
されたり、正面から蓋体が取り外されたりする。
【０００４】
　一対の給気バルブと排気バルブとは、例えばパージ装置７０から容器本体１の内部に不
活性ガスを給気する一対の給気バルブが容器本体１の底板後方にそれぞれ嵌着され、容器
本体１の内部から外部に空気を排気する一対の排気バルブが容器本体１の底板前方にそれ
ぞれ嵌着されている。
【０００５】
　一対の給気バルブには、不活性ガスの流通制御に資する観点から、中空の円柱形等に形
成されたタワーノズル６０の下端部がそれぞれ装着される。この一対のタワーノズル６０
は、容器本体１の上下方向に指向し、周壁の上下方向に複数の吹出口が並んで穿孔されて
おり、この複数の吹出口から吹き出る不活性ガスの流れが交差しないよう装着角度が調整
される（特許文献３参照）。
【０００６】
　このような基板収納容器は、容器本体１の正面が蓋体に閉鎖された状態でパージ装置７
０の付設された蓋体開閉装置７１に搭載されると、パージ装置７０から容器本体１の内部
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に不活性ガスが各給気バルブを経由して給気され、タワーノズル６０の周壁上下方向に並
んだ複数の吹出口から不活性ガスが半導体ウェーハＷに接触しつつ蓋体方向に吹き出て容
器本体１内に充満する。不活性ガスが容器本体１内に充満すると、容器本体１内の空気が
外部に各排気バルブを経由してパージされ、容器本体１内の気体が空気から不活性ガスに
置換されることとなる。
【０００７】
　ところで、基板収納容器は、一般的には容器本体１の正面が蓋体により閉鎖された状態
でパージされるが、容器本体１内の相対湿度を一定水準以下に均一に低下させたい場合に
は、容器本体１の正面から蓋体が蓋体開閉装置７１により取り外され、容器本体１の正面
が開口した状態でパージされることがある（特許文献４参照）。
【０００８】
　この容器本体１の正面が開口した状態でパージされる場合には図１１に示すように、Ｅ
ＦＥＭ（Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｆｒｏｎｔ　Ｅｎｄ　Ｍｏｄｕｌｅ）７２に併設された蓋
体開閉装置７１に基板収納容器の容器本体１が搭載され、この容器本体１の正面から蓋体
が蓋体開閉装置７１により取り外された後、ＥＦＥＭ７２天井のファンフィルターユニッ
ト７３から床方向に大量のクリーンエア（同図の矢印参照）がダウンフローされるととも
に、パージ装置７０から容器本体１内に不活性ガスが給気バルブを介して供給される。
【０００９】
　供給された不活性ガスは、タワーノズル６０の下端部から上部に流動し、タワーノズル
６０の各吹出口から半導体ウェーハＷに接触しつつ、容器本体１の開口した正面方向に吹
き出ることとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３‐１６８７２８号公報
【特許文献２】特開２０１０‐１６１１５７号公報
【特許文献３】特開２０１２‐１１４１３３号公報
【特許文献４】特開２００４‐３２７９１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従来における基板収納容器は、以上のように構成され、優れた効果が期待できるものの
、容器本体１の給気バルブにタワーノズル６０の開口した下端部が単に装着されるに止ま
るので、容器本体１の半導体ウェーハＷ間における湿度にバラツキ、換言すれば、容器本
体１の支持片間における湿度にバラツキが生じ、不具合が発生するおそれが考えられる。
この点について詳しく説明すると、タワーノズル６０の内部に給気された不活性ガスは、
タワーノズル６０の下方から上方に流動するにしたがい、タワーノズル６０の上方側に徐
々に蓄積されて圧力が高まり、下方の吹出口よりも上方の吹出口から強く大量に吹き出す
ので、タワーノズル６０の上下方向で吹き出し量に差異が生じることとなる。
【００１２】
　タワーノズル６０の高さに依存して各吹出口からの不活性ガスの吹き出し量に差異が生
じると、複数枚の半導体ウェーハＷを整列収納した容器本体１の支持片間における湿度が
ばらつき、半導体ウェーハＷを支持する支持片によっては湿度が低下しないので、容器本
体１内の相対湿度を均一に下げることができないおそれが考えられる。
【００１３】
　この問題は、図１１に示すように、容器本体１の正面を開口させて不活性ガスに置換す
る場合、容器本体１の正面下方付近で不活性ガスと大量にダウンフローされたクリーンエ
アとが部分的に衝突し、容器本体１内の空気が不活性ガスに置換されずに滞留（同図の折
り返しの矢印参照）したり、半導体ウェーハＷを支持する支持片間における湿度のバラツ
キが大きくなるので、より重大で深刻となる。
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【００１４】
　係る問題を解消する手段としては、タワーノズル６０の高さに応じ、吹出口の大きさを
変更するという方法があげられる。しかしながら、ユーザによっては、不活性ガスの供給
条件が異なったり、クリーンエアのダウンフローの流量が相違するので、吹出口の大きさ
を変更するという方法では、最適なタワーノズル６０を必ずしも得ることができず、係る
問題を解消することは困難である。
【００１５】
　本発明は上記に鑑みなされたもので、基板を支持する支持片間における湿度がばらつく
のを低減することのできる基板収納容器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明においては上記課題を解決するため、複数枚の基板を上下方向に並べて収納可能
なフロントオープンボックスの容器本体と、この容器本体の外部から内部にパージガスを
供給可能な給気部材と、この給気部材からのパージガスを容器本体の内部後方から正面方
向に供給可能なパージユニットとを備えたものであって、
　パージユニットを中空に形成し、このパージユニットの内部に、容器本体の底部後方の
給気部材に連通（連なり通る）するパージガス用の導入路を設け、この導入路に、パージ
ガスを循環させるエンドレスの循環路を接続し、パージユニットを容器本体の内部後方に
立て設けてその正面を容器本体の正面方向に向けるとともに、このパージユニットの正面
には、循環路のパージガスを吹き出す吹出口を設けたことを特徴としている。
【００１７】
　なお、パージユニットを中空の略箱形に形成してその正面を着脱自在のパージプレート
とし、このパージプレートに、循環路に対向する複数の吹出口を略等間隔に配列し、パー
ジプレートと循環路との間に、濾過用のフィルタを介在させることができる。
　また、パージユニットの内部に、略トラック形の循環路を形成してその直線部を容器本
体の上下方向に向け、循環路の直線部下方と下方の湾曲部のいずれかに導入路を接続する
ことができる。
【００１８】
　また、パージユニットの下部側方に、給気部材用の接続管を設け、パージユニットの内
部を複数のパージ空間に分割し、パージ空間の側部に、接続管に連通してパージ空間の下
部から上方向に伸びるパージガス用の導入路を形成するとともに、この導入路に、パージ
空間の上下部間に亘る大きなトラック形の循環路を形成することもできる。
　また、パージユニットを中空の略柱形に形成してその内部には導入路を設け、この導入
路に略トラック形の循環路を接続し、パージユニットの正面に、循環路のパージガスを吹
き出す複数の吹出口を並べ設けることが可能である。
【００１９】
　また、パージユニットを、容器本体の上下方向に伸びる前後一対のユニットハウジング
に分割し、前部のユニットハウジングに複数の吹出口を並べて穿孔し、後部のユニットハ
ウジング内に導入路を形成し、
　循環路を、略筒形の配管により略トラック形に形成するとともに、配管を前後一対の配
管部材に分割し、前部の配管部材を前部のユニットハウジング内に設けて複数の吹出口に
連通させ、後部の配管部材を、後部のユニットハウジング内に設けて前部の配管部材に接
離可能に対向させ、この後部の配管部材を導入路に接続することが可能である。
　さらに、パージユニットの循環路内の圧力バラツキを３Ｐａ以下とすることが好ましい
。
【００２０】
　ここで、特許請求の範囲における基板には、少なくとも各種のウェーハや液晶ガラス等
が含まれる。容器本体は、透明、不透明、半透明のいずれでも良い。この容器本体の内部
両側には、基板を略水平に支持する一対の支持片を対向させて設け、この一対の支持片を
上下方向に所定の間隔で配列することができる。容器本体の底部前方には、容器本体の内
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部から外部に気体を排気可能な排気部材を取り付けることができる。
【００２１】
　パージガスには、少なくとも各種の不活性ガス（例えば、窒素ガスやアルゴンガス）と
ドライエア等が含まれる。このパージガスの循環路内の圧力や圧力バラツキは、パージガ
スの流速を用いた各種の解析により、測定することができる。また、循環路の形は、上流
部に下流部が合流するエンドレスであれば、特に限定されるものではなく、トラック形、
リング形、枠形等に形成することができ、少なくとも一部が容器本体の上下方向や左右幅
方向に蛇行していても良い。吹出口の形も、必要に応じ、溝形、円形、楕円形、三角形や
台形等の多角形とすることができる。
【００２２】
　本発明によれば、基板収納容器をパージする場合には、蓋体開閉装置等に基板収納容器
を搭載し、容器本体の外部から内部にパージガスを供給する。すると、パージガスは、容
器本体の給気部材からパージユニットの導入路と循環路とに順次導入され、循環路からパ
ージユニット正面の吹出口を通過して吹き出る。
【００２３】
　この際、パージガスが循環路の一部に滞留することなく、流動して循環しながら吹き出
るので、パージユニット内の圧力や湿度のバラツキが抑制され、圧力や湿度の均一化が図
られたり、パージガスの劣化防止が図られる。吹出口からパージガスが吹き出すと、この
パージガスが基板に接触しつつ複数枚の基板間を経由して容器本体の正面方向に流出し、
容器本体内の気体が外部にパージされ、パージガスに置換される。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、導入路に、パージガスを循環させるエンドレスの循環路を接続し、パ
ージユニットを容器本体の内部後方に立て設けてその正面を容器本体の正面方向に向ける
とともに、このパージユニットの正面には、パージガス用の吹出口を設けるので、基板を
支持する支持片間における湿度がばらつくのを低減することができるという効果がある。
【００２５】
　請求項２記載の発明によれば、パージユニットのパージプレートを取り外せば、汚れた
フィルタ等を簡単に交換することができるので、メンテナンス作業の簡素化や容易化を図
ることができる。また、循環路に対応するよう複数の吹出口を略等間隔に配列するので、
パージユニットの内部圧力の均一化に貢献することができる。
　請求項３記載の発明によれば、パージユニット内の上下部間に亘る領域に大きな循環路
を縦長に形成することができるので、問題化しやすい最上段と最下段の基板間における湿
度のバラツキが大きくなるおそれを有効に排除することができる。
【００２６】
　請求項４又は５記載の発明によれば、パージガスがパージユニットの循環路を循環しな
がら吹出口から容器本体の正面方向に吹き出るので、循環路内の圧力バラツキを０～３Ｐ
ａ以下に抑制することができ、パージユニットの上下方向でパージガスの吹き出し量に差
異が生じるのを低減することが可能になる。したがって、基板を収納した容器本体内の湿
度がばらつき、容器本体内の相対湿度を均一に下げることができないおそれを排除するこ
とができる。また、パージユニットの構成の多様化を図ることができる。
【００２７】
　請求項６記載の発明によれば、パージユニットの循環路内の圧力バラツキを３Ｐａ以下
とするので、パージユニットの吹出口から吹き出すパージガスの流速の一定化に資するこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る基板収納容器の実施形態を模式的に示す断面説明図である。
【図２】本発明に係る基板収納容器の実施形態における容器本体とパージユニットとを模
式的に示す正面説明図である。
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【図３】本発明に係る基板収納容器の実施形態における容器本体とパージユニットとを模
式的に示す部分斜視説明図である。
【図４】本発明に係る基板収納容器の実施形態における容器本体からパージユニットを取
り外した状態を模式的に示す正面説明図である。
【図５】本発明に係る基板収納容器の実施形態におけるパージユニットを模式的に示す分
解斜視説明図である。
【図６】本発明に係る基板収納容器の実施形態におけるパージユニットに不活性ガスが導
入される状態を模式的に示す説明図である。
【図７】本発明に係る基板収納容器の第２の実施形態における容器本体とパージユニット
とを模式的に示す正面説明図である。
【図８】本発明に係る基板収納容器の第２の実施形態におけるパージユニットを模式的に
示す正面説明図である。
【図９】本発明に係る基板収納容器の第２の実施形態におけるパージユニットの一対ンの
ユニットハウジングを開放した状態を模式的に示す正面説明図である。
【図１０】図９の断面図である。
【図１１】基板収納容器の容器本体の正面から蓋体を取り外し、容器本体の正面を開口さ
せてパージする状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の好ましい実施の形態を説明すると、本実施形態における
基板収納容器は、図１ないし図６、図１１の一部に示すように、複数枚の半導体ウェーハ
Ｗを整列収納可能な容器本体１と、この容器本体１の正面を嵌合閉鎖する着脱自在の蓋体
１１と、容器本体１の正面を嵌合閉鎖した蓋体１１を施錠する施錠機構１５と、容器本体
１の外部から内部に不活性ガスを供給可能な一対の給気バルブ２０と、容器本体１の内部
から外部に空気を排気可能な一対の排気バルブ３０と、一対の給気バルブ２０からの不活
性ガスを容器本体１の内部後方から正面方向に供給可能なパージユニット４０とを備え、
このパージユニット４０を容器本体１の内部後方に位置させ、このパージユニット４０の
正面に、循環路４６の不活性ガスを流出させる複数の吹出口４２を設けるようにしている
。
【００３０】
　各半導体ウェーハＷは、図１に示すように、例えば表面に回路パターンが形成されたφ
３００ｍｍやφ４５０ｍｍの薄く丸いシリコンウェーハからなり、図示しない専用のロボ
ット装置のアームにより、容器本体１１の内部に水平に支持収納されたり、取り出された
りする。
【００３１】
　容器本体１、蓋体１１、施錠機構１５、一対の給気バルブ２０、一対の排気バルブ３０
、及びパージユニット４０は、所定の樹脂を含有する成形材料により射出成形されたり、
ブロー成形される。この成形材料に含まれる樹脂としては、例えばポリカーボネート、シ
クロオレフィンポリマー、シクロオレフィンコポリマー、ポリエーテルイミド、ポリエー
テルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリブチレンテレフタレート、ポリアセター
ル、液晶ポリマーといった熱可塑性樹脂やこれらのアロイ等があげられる。
【００３２】
　容器本体１は、図１ないし図４に示すように、正面の開口したフロントオープンボック
スタイプに成形され、底板２にインターフェイスとなる平坦なボトムプレート３が下方か
ら螺着されており、このボトムプレート３がパージ装置７０の付設された蓋体開閉装置７
１等に対する位置決め機能や固定機能を発揮する。
【００３３】
　容器本体１の左右両側壁の内面には、半導体ウェーハＷの周縁部両側を略水平に支持す
る左右一対の支持片４が対設され、この一対の支持片４が容器本体１の上下方向に所定の
間隔で配列されており、各支持片４が容器本体１の前後方向に指向する長板に形成される
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とともに、この支持片４の表面先端部には、半導体ウェーハＷの前方への飛び出しを規制
する飛び出し防止段差部５が半導体ウェーハＷの肉厚以上の厚さで一体形成される。
【００３４】
　容器本体１の底板２における後部両側付近には、容器本体１の背面壁６に近接する給気
バルブ２０用の取付孔７がそれぞれ丸く貫通して穿孔され、底板２における前部両側付近
には、排気バルブ３０用の取付孔７がそれぞれ丸く貫通して穿孔される。各取付孔７は、
半導体ウェーハＷの円滑な出し入れに資するよう、半導体ウェーハＷの底板２に対する投
影領域から外れる箇所に穿孔される。また、容器本体１の天板中央部には、半導体製造工
場の天井搬送機構に把持される搬送用のトップフランジ８が着脱自在に装着され、容器本
体１の正面内周における上下部の両側には、蓋体１１用の施錠穴がそれぞれ穿孔される。
【００３５】
　容器本体１の両側壁の中央部には、握持操作用に機能するグリップ部９がそれぞれ着脱
自在に装着される。また、容器本体１の両側壁の下部には、搬送用のサイドレール１０が
それぞれ選択的に装着される。
　このような容器本体１は、蓋体開閉装置７１に位置決めして搭載され、開口した正面に
蓋体１１が圧入して嵌合された状態でパージされたり、ＥＦＥＭ７２に併設された蓋体開
閉装置７１に位置決めして搭載され、蓋体開閉装置７１により正面からシール状態の蓋体
１１が取り外された後、正面が開口した状態でパージされる。
【００３６】
　蓋体１１は、図１に示すように、容器本体１の開口した正面内に圧入して嵌合される蓋
本体１２と、この蓋本体１２の開口した正面を被覆する表面プレート１４と、容器本体１
の正面内周と蓋本体１２との間に介在される密封封止用のシールガスケットとを備え、蓋
本体１２と表面プレート１４との間に施錠用の施錠機構１５が介在して設置される。
【００３７】
　蓋本体１２は、基本的には底の浅い断面略皿形に形成され、内部に補強用や取付用のリ
ブが複数配設されており、半導体ウェーハＷに対向する対向面である裏面の中央部付近に
、半導体ウェーハＷとの接触を回避する凹部が形成されるとともに、この凹部には、半導
体ウェーハＷの周縁部前方を弾発的に保持するフロントリテーナ１３が装着される。
【００３８】
　蓋本体１２の裏面周縁部には枠形の嵌合溝が凹み形成され、この嵌合溝内に、容器本体
１の正面内周に圧接する弾性のシールガスケットが密嵌されており、蓋本体１２の周壁に
おける上下部の両側には、容器本体１の施錠穴に対向する施錠機構１５用の出没孔が貫通
して穿孔される。
　表面プレート１４は、横長の正面矩形に形成され、補強用や取付用のリブ、螺子孔等が
複数配設される。この表面プレート１４の両側部には、施錠機構１５用の操作孔がそれぞ
れ穿孔される。
【００３９】
　施錠機構１５は、図１に部分的に示すように、蓋体１１の蓋本体１２における左右両側
部にそれぞれ軸支され、外部から回転操作される左右一対の回転プレートと、各回転プレ
ートの回転に伴い蓋体１１の上下方向にスライドする複数の進退動プレートと、各進退動
プレートのスライドに伴い蓋本体１２の出没孔から出没して容器本体１の施錠穴に接離す
る複数の施錠爪とを備えて構成される。
【００４０】
　各回転プレートは、蓋体１１の表面プレート１４の操作孔に対向し、この操作孔を貫通
した蓋体開閉装置７１の操作キーにより回転操作される。この回転プレートの周縁部付近
には、湾曲した一対のカム溝が所定の間隔をおいて切り欠かれ、各カム溝に進退動プレー
トの末端部の連結ピンがスライド可能に嵌入される。
【００４１】
　各給気バルブ２０は、図１に部分的に示すように、例えば容器本体１の内部に臨む略円
筒形の第一のハウジング２１と、この第一のハウジング２１の開口下部にＯリングを介し
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着脱自在に嵌合されて容器本体１の外部に露出する略円筒形の第二のハウジングとを備え
、これら第一、第二のハウジングが螺子を介して螺合されており、蓋体開閉装置７１に容
器本体１が位置決めして搭載される際、蓋体開閉装置７１のパージ装置７０に接続される
。
【００４２】
　第一、第二のハウジングの外周面には平面略リング形の係止フランジがそれぞれ周設さ
れ、これらの係止フランジが容器本体１の取付孔７の周縁部に上下方向からＯリングを介
して係止することにより、容器本体１の底板２に給気バルブ２０が強固に嵌着固定されて
容器本体１の背面壁６に近接する。
【００４３】
　第一のハウジング２１は、その開口した上端部が容器本体１内に露出し、内部に濾過用
のフィルタ２２が収納される。また、第二のハウジングは、第一のハウジング２１よりも
低く短く形成され、下部に接続用の継手が必要に応じて一体形成されており、パージ装置
７０からの不活性ガスを第一のハウジング２１方向に供給する。
【００４４】
　各排気バルブ３０は、図１に部分的に示すように、例えば容器本体１の底板２における
前部両側付近の取付孔７にＯリングを介し嵌合される円筒形のケース３１を備え、このケ
ース３１には、空気の流通を制御する逆止弁である開閉弁がコイルバネを介し上下動可能
に内蔵されており、ケース３１の開口した上下部には、濾過用のフィルタ３２がそれぞれ
嵌合される。このような排気バルブ３０は、蓋体開閉装置７１に容器本体１が位置決めし
て搭載され、給気バルブ２０が不活性ガスを給気すると、正面が蓋体１１により閉鎖され
た容器本体１内の空気を蓋体開閉装置７１のパージ装置７０に排気するよう機能する。
【００４５】
　パージユニット４０は、図１ないし図３、図５、図６に示すように、例えば中空の箱形
に形成され、内部に、容器本体１の一対の給気バルブ２０に連通する不活性ガス用の導入
路４５がそれぞれ形成されており、各導入路４５に、不活性ガスを循環させてその圧力を
略均一化させるエンドレスの循環路４６が接続される。
【００４６】
　パージユニット４０は、縦長の薄く浅い箱形に形成されてその開口した正面に一対のパ
ージプレート４１が着脱自在に覆着され、この一対のパージプレート４１に、複数の吹出
口４２がそれぞれ配列して穿孔されるとともに、各パージプレート４１と循環路４６との
間に、不活性ガス中の微粒子を除去する縦長のメンブレンフィルタ４３が介在されており
、容器本体１の背面壁６内面寄りに立設されて正面のパージプレート４１が容器本体１の
正面方向に向けられる。
【００４７】
　パージユニット４０は、容器本体１の背面壁６内面の中央部付近に対向し、下部両側に
は、下方に伸びる接続管がそれぞれ接続されており、各接続管が給気バルブ２０に接続支
持される。このパージユニット４０は、必要に応じ、容器本体１の底板２後方、側壁後方
、背面壁６、天板後方に超音波溶着、螺子結合、凹凸結合等の方法で固定される。
【００４８】
　パージユニット４０の内部は、図５や図６に示すように、左右一対のパージ空間４４に
分割され、各パージ空間４４がメンブレンフィルタ４３に対応する正面矩形の縦長に区画
形成される。各パージ空間４４の側部には、接続管に連通してパージ空間４４の下部から
上方向に傾斜しながら伸びる不活性ガス用の導入路４５が略Ｉ字の短い溝形に区画形成さ
れ、この導入路４５の下流の上端部には、トラック（ｔｒａｃｋ）形で溝形の循環路４６
が一体形成されており、この循環路４６が導入路４５からの不活性ガスを周方向に循環さ
せる。
【００４９】
　循環路４６は、パージ空間４４の上下部間に亘る大きな縦長に形成され、左右一対の長
い直線部４７と上下一対の短い半円弧形の湾曲部４８のうち、一対の長い直線部４７が容
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器本体１の上下方向にそれぞれ指向する。この循環路４６の導入路４５に隣接する直線部
４７の下方は、導入路４５の下流と一体化される。循環路４６の上流部と下流部とが合流
する合流部、具体的には導入路４５に隣接する直線部４７の下方と下方の湾曲部４８の上
端部との接続部については、不活性ガスの圧力に変動を来すおそれがあるので、不活性ガ
スの圧力が略均一になるよう、必要に応じ、合流部の幅や深さが調整される。
【００５０】
　各パージプレート４１は、図２、図３、図５、図６に示すように、各メンブレンフィル
タ４３や各パージ空間４４に対応する正面矩形で縦長の薄板に形成され、複数の吹出口４
２がトラックを描いて循環路４６に対向するよう等間隔に並設されるとともに、各吹出口
４２が円形に形成されてメンブレンフィルタ４３に対向しており、この吹出口４２が複数
枚の半導体ウェーハＷ間に循環路４６の不活性ガスを吹き出すよう機能する。
【００５１】
　上記構成において、容器本体１の正面を蓋体１１により閉鎖した状態でパージする場合
には、蓋体開閉装置７１に基板収納容器の容器本体１を位置決め搭載し、容器本体１の外
部から内部に不活性ガスを供給すれば良い。すると、不活性ガスは、図１、図３、図６に
矢印で示すように、蓋体開閉装置７１のパージ装置７０から給気バルブ２０を経由してパ
ージユニット４０の接続管に流入し、この接続管を流通して導入路４５と循環路４６とに
順次導入され、この循環路４６からメンブレンフィルタ４３を通過して各吹出口４２から
吹き出る。
【００５２】
　この際、不活性ガスが循環路４６を滞留することなく、時計方向あるいは反時計方向に
流動して循環（図６の矢印参照）し、循環路４６内の圧力バラツキが０～３Ｐａ以下とな
るので、パージユニット４０の内部圧力が略均一化する。循環路４６内の圧力バラツキは
、０～３Ｐａ以下が最も好ましいが、０．１～２．９Ｐａ以下、あるいは０．２～２．８
Ｐａ以下であれば、実用上、パージユニット４０の内部圧力が略均一化する。
【００５３】
　各吹出口４２から不活性ガスが吹き出すと、この不活性ガスが半導体ウェーハＷに接触
しつつ複数枚の半導体ウェーハＷ間を経由して容器本体１の正面方向に流出し、容器本体
１内の空気が排気バルブ３０により外部にパージされ、不活性ガスに置換される。
【００５４】
　これに対し、容器本体１の正面を開口させた状態でパージする場合には、ＥＦＥＭ７２
に併設された蓋体開閉装置７１に容器本体１を位置決め搭載し、この容器本体１から蓋体
１１を蓋体開閉装置７１により取り外した後、ＥＦＥＭ７２天井のファンフィルターユニ
ット７３から床方向に大量のクリーンエアをダウンフローするとともに、容器本体１の外
部から内部に不活性ガスを供給する。
【００５５】
　すると、不活性ガスは、上記同様、蓋体開閉装置７１のパージ装置７０から給気バルブ
２０、パージユニット４０の接続管、導入路４５を順次経由して循環路４６に導入され、
この循環路４６を循環しつつ、メンブレンフィルタ４３を通過して各吹出口４２から吹き
出る。この際にも、不活性ガスが循環路４６を時計方向あるいは反時計方向に流動して循
環し、循環路４６内の圧力バラツキが０～３Ｐａ以下となるので、パージユニット４０の
内部圧力が略均一化する。循環路４６内の圧力バラツキは、上記と同様、０～３Ｐａ以下
が最も好ましいが、０．１～２．９Ｐａ以下、あるいは０．２～２．８Ｐａ以下であれば
良い。
【００５６】
　各吹出口４２から不活性ガスが吹き出ると、この不活性ガスが半導体ウェーハＷに接触
しつつ複数枚の半導体ウェーハＷ間を経由して容器本体１の正面方向に流出し、容器本体
１内の空気が排気バルブ３０により外部にパージされ、不活性ガスに置換される。
【００５７】
　上記構成によれば、不活性ガスがパージユニット４０の上方側に徐々に蓄積されるので
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はなく、パージユニット４０の循環路４６を循環しながらパージ空間４４の上下方向に流
れ、各吹出口４２から吹き出るので、不活性ガスが圧力の不均衡により、下方の吹出口４
２よりも上方の吹出口４２から強く大量に吹き出る事態が減少する。したがって、パージ
ユニット４０の上下方向で不活性ガスの吹き出し量に差異が生じるのを有効に抑制するこ
とができるので、半導体ウェーハＷを収納した容器本体１の支持片４間における湿度がば
らつき、容器本体１内の相対湿度を均一に下げることができないおそれを排除することが
できる。
【００５８】
　特に、従来、問題となった最上段と最下段の半導体ウェーハＷを支持する支持片４間に
おける湿度のバラツキが大きくなるおそれをきわめて有効に排除することができる。また
、パージユニット４０の高さに応じ、吹出口４２の大きさを変更する作業を省略すること
が可能になる。また、パージユニット４０が薄く形成され、容器本体１の前後方向に大き
なスペースを占有しないので、容器本体１の内部後方に容易に設置することが可能となる
。
【００５９】
　また、パージユニット４０のパージプレート４１を取り外せば、不活性ガスにより、汚
れたメンブレンフィルタ４３を簡単に交換することができるので、メンテナンス作業の簡
素化や容易化を図ることが可能になる。また、パージユニット４０に循環路４６を簡単に
一体成形することができるので、パージユニット４０の製造の円滑化、迅速化、容易化が
大いに期待できる。さらに、循環路４６に対応するよう複数の吹出口４２を等間隔に並設
するので、パージユニット４０の内部圧力の均一化に貢献することができる。
【００６０】
　次に、図７ないし図１０は本発明の第２の実施形態を示すもので、この場合には、パー
ジユニット４０を、一対の給気バルブ２０に上方からそれぞれ直接接続される中空のタワ
ーノズル形に形成し、一対のパージユニット４０の内部にエンドレスの循環路４６をそれ
ぞれ一体化するようにしている。
【００６１】
　各パージユニット４０は、例えば下端部が開口した前後一対のユニットハウジング５０
・５０Ａを組み合わせることで構成され、各ユニットハウジング５０・５０Ａが断面半円
形や溝形等に区画形成されて容器本体１の上下方向に伸長される。前後一対のユニットハ
ウジング５０・５０Ａは、前部のユニットハウジング５０と後部のユニットハウジング５
０Ａとが完全に分離していても良いが、複数のヒンジにより左右に並べて開閉揺動可能に
接続されていても良い。また、給気バルブ２０と別体でも良いが、必要に応じ、一体化す
ることも可能である。
【００６２】
　前部のユニットハウジング５０には、循環路４６の一部に連通する複数の吹出口４２が
左右に並べて等間隔に穿孔され、各吹出口４２が円形に形成されて循環路４６の不活性ガ
スを容器本体１の正面方向に吹き出すよう機能する。また、後部のユニットハウジング５
０Ａの内部下方には、給気バルブ２０に連通する短い導入路４５が溝形に区画形成される
。この導入路４５については、例えば筒形の配管を前後に二分割して一対のユニットハウ
ジング５０・５０Ａの内部にそれぞれ対向可能に一体形成することもできる。
【００６３】
　各循環路４６は、例えば円筒形等からなる筒形の配管により、一対の長い直線部４７が
容器本体１の上下方向に指向する縦長のトラック形に形成され、配管が前後に二分割され
て前後一対の配管部材５１・５１Ａを形成しており、各配管部材５１・５１Ａが断面半円
弧形に湾曲してユニットハウジング５０・５０Ａの内部に一体化される。前部の配管部材
５１は、前部のユニットハウジング５０の内部周縁に一体化され、複数の吹出口４２に対
向して連通する。
【００６４】
　後部の配管部材５１Ａは、後部のユニットハウジング５０Ａの内部周縁に一体化されて
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前部の配管部材５１に接離可能に対向し、導入路４５に隣接する直線部４７の下方が導入
路４５の下流と一体化される。その他の部分については、上記実施形態と同様であるので
説明を省略する。
【００６５】
　本実施形態においても上記実施形態と同様の作用効果が期待でき、不活性ガスがパージ
ユニット４０の循環路４６を循環しながら各吹出口４２から吹き出るので、循環路４６内
の圧力バラツキを０～３Ｐａ以下にすることができ、パージユニット４０の上下方向で不
活性ガスの吹き出し量に差異が生じるのを有効に抑制することができるのは明らかである
。
【００６６】
　したがって、半導体ウェーハＷを収納した容器本体１の支持片４間における湿度がばら
つき、容器本体１内の相対湿度を均一に下げることができないおそれを有効に排除するこ
とができる。さらに、パージユニット４０の構成の多様化を図ることもできる。
【００６７】
　なお、上記実施形態では給気バルブ２０にパージユニット４０の接続管を直接接続した
が、給気バルブ２０に接続管を継手部材を介して接続しても良い。また、パージユニット
４０にパイプ製の導入路４５と循環路４６とをそれぞれ後から内蔵しても良い。また、パ
ージユニット４０の内部を複数のパージ空間４４に分割したり、単一のパージ空間４４と
しても良い。また、導入路４５の下流と循環路４６の直線部４７下方とを一体形成しても
良いが、導入路４５の下流と循環路４６の直線部４７中央付近とを一体形成したり、導入
路４５の下流と循環路４６下方の湾曲部４８とを一体形成することもできる。
【００６８】
　また、必要に応じ、循環路４６の直線部４７上方や上方の湾曲部４８を部分的に細くし
たり、形成深さを浅くすることにより、パージユニット４０の上部から吹き出すパージガ
スの吹き出し量を増大させることができる。さらに、必要に応じ、導入路４５、循環路４
６の直線部４７下方や下方の湾曲部４８を部分的に太くしたり、形成深さを深くすること
により、パージユニット４０の下部から吹き出すパージガスの吹き出し量を低下させるこ
とも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明に係る基板収納容器は、半導体、液晶ガラス、レチクル等の製造分野で使用され
る。
【符号の説明】
【００７０】
１　　　　容器本体
２　　　　底板（底部）
４　　　　支持片
６　　　　背面壁
７　　　　取付孔
１１　　　蓋体
１５　　　施錠機構
２０　　　給気バルブ（給気部材）
３０　　　排気バルブ
４０　　　パージユニット
４１　　　パージプレート
４２　　　吹出口
４３　　　メンブレンフィルタ
４４　　　パージ空間
４５　　　導入路
４６　　　循環路
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４７　　　直線部
４８　　　湾曲部
５０　　　前部のユニットハウジング
５０Ａ　　後部のユニットハウジング
５１　　　前部の配管部材
５１Ａ　　後部の配管部材
６０　　　タワーノズル
７０　　　パージ装置
７１　　　蓋体開閉装置
７２　　　ＥＦＥＭ
７３　　　ファンフィルターユニット
Ｗ　　　　半導体ウェーハ（基板）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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